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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厨芥を収容する収納部と、前記収納部内の厨芥を加熱する加熱部と、加熱した厨芥から
発生する臭いや水蒸気を前記収納部外に排出する排気装置と、脱臭触媒と前記脱臭触媒を
加熱する加熱手段を有して前記排気装置で排出する排気を通過させる、並列に接続された
複数の脱臭装置とを備え、前記排気装置の排気能力を、厨芥から発生する臭いの量または
水蒸気量に応じて可変すると共に、少なくとも厨芥から発生する臭いの量または水蒸気量
に応じて排気を通過させる脱臭装置の数を可変できるようにして、脱臭能力を可変するよ
うにした厨芥処理機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は厨芥を乾燥処理する厨芥処理機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の厨芥処理機について図１１を用いて説明する。
【０００３】
　２１は吸引ファン２２と吸引ファン２２を駆動するモーター２３及び乾燥処理する厨芥
を収容する収納部２４、さらに排気中の臭い成分を分解するための脱臭機構２５を内蔵し
た厨芥処理機本体であり、前記脱臭機構２５は吸引ファン２２の吸気側に配置してある。
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また厨芥処理機本体２１の収納部２４の上方には外気導入用の吸気口２６を設けてある。
厨芥の乾燥処理時は吸引ファン２２をモーター２３によって回転させて発生する吸気流に
よって吸気口２６から厨芥処理機本体２１内の収納部２４内へ外気を導入し、厨芥と接す
る空気中の水蒸気の分圧をできるだけ小さくして厨芥中の水分がそれと接触する空気中へ
蒸発しやすいようにしている。さらに収納部２４内を外気圧に対して若干負圧に保って正
規の排気経路（脱臭機構２５を通過する経路）以外からの臭いを含んだ排気の漏れを防止
するようにしている。
【０００４】
　また、収納部２４内の厨芥が乾燥したことを検出するために前記収納部２４から前記脱
臭機構２５の間に温度センサ２７が設けられており、この出力によって乾燥状態を判断し
ている。厨芥が未乾燥状態の時には蒸気が収納部２４内に多く発生しており、この蒸気が
前記脱臭機構２５に導かれるため、高い温度の空気が前記温度センサ２７の位置する経路
に流れる。乾燥が進むと、収納部２４内の蒸気量が減少するため脱臭機構２５に流入する
空気の温度が低下していく。この変化をとらえて乾燥状態を判断していた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の厨芥処理機にあっては、収納部２４内を厨芥の乾燥処理を行っている間常に外気
に対して負圧に保つために吸引ファン２２の吸気能力および脱臭機構２５の脱臭能力を乾
燥処理中の厨芥から発生する臭いや水蒸気が最大値となるときに合わせて常に一定能力で
運転していた。ところが厨芥処理機の運転時間中乾燥処理する厨芥から発生する臭いと水
蒸気の量が最大値に近い期間は全乾燥工程の約４０％程度にすぎなかった。
【０００６】
　そのためそれ以外の約６０％の期間は吸引ファン２２も脱臭機構２５も厨芥から発生す
る臭いや水蒸気の量が最大値以下で少ないにも拘わらず、吸気能力も脱臭能力も最大値時
と同一のパワーで一定の運転がなされており、非常に無駄な運転で無駄な能力無駄な電力
が消費されていることになり、これは非常に大きなエネルギーの無駄となっていた。
【０００７】
　また、脱臭機構２５内の温度はモニターされていないため、収納部２４内で発生する水
蒸気の量によって内部温度が変化し、安定した触媒能力になっていない場合がある。
【０００８】
　更に、乾燥状態を判断する場合に周囲温度の影響を受けやすい部分に温度センサ２７が
位置しており、また蒸気量を温度の変化で間接的に検出するのに、より蒸気量に対して変
化の大きい場所に設置する方が検出精度も上がり、確実な乾燥状態の判定ができるためベ
ターである。
【０００９】
　本発明は、以上のような従来の課題を解決しようというものであって、吸引ファン２２
と脱臭機構２５の運転能力を乾燥処理中の厨芥から発生する臭いや水蒸気の発生量の変化
と比例させて制御することによりエネルギー使用効率の高い、乾燥状態を確実に検出し安
定した乾燥処理を行う厨芥処理機を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明は、厨芥を収容する収納部内の厨芥を加熱する加熱部
と、加熱した厨芥から発生する臭いや水蒸気を前記収納部外に排出する排気装置と、脱臭
触媒と前記脱臭触媒を加熱する加熱手段を有して前記排気装置で排出する排気を通過させ
る、複数の脱臭装置とを備え、前記排気装置の排気能力および脱臭能力を、厨芥から発生
する臭いの量または水蒸気量に応じて可変するもので、乾燥効率を下げることなく、臭い
の量または水蒸気量が少ないときに排気装置の排気能力および脱臭能力を下げて、省エネ
ルギーを図ることが出来る。
【００１１】
【発明の実施の形態】
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　本発明の請求項１記載の発明は、厨芥を収容する収納部と、前記収納部内の厨芥を加熱
する加熱部と、加熱した厨芥から発生する臭いや水蒸気を前記収納部外に排出する排気装
置と、脱臭触媒と前記脱臭触媒を加熱する加熱手段を有して前記排気装置で排出する排気
を通過させる、並列に接続された複数の脱臭装置とを備え、前記排気装置の排気能力を、
厨芥から発生する臭いの量または水蒸気量に応じて可変すると共に、少なくとも厨芥から
発生する臭いの量または水蒸気量に応じて排気を通過させる脱臭装置の数を可変できるよ
うにして、脱臭能力を可変するようにしたもので、厨芥からの臭いの発生量又は水蒸気の
発生量が多い時は、高い排気能力に設定すると共に、排気を通過させる脱臭装置の数を多
くするようにして高い脱臭能力に設定し、また厨芥からの臭いの発生量又は水蒸気の発生
量が少ない時には、排気装置の排気能力を低く抑えると共に、排気を通過させる脱臭装置
の数を少なくして脱臭装置の脱臭能力を低く抑えることにより、必要なときのみ排気能力
および脱臭能力を高めるので、高い乾燥性能、臭いの漏れ防止性能を維持しながら、無駄
なエネルギーの使用を確実に防止できる。
【００１２】
【実施例】
　（実施例１）
　以下、本発明の第１の実施例を、図１、図２を用いて説明する。
【００１３】
　１は厨芥処理機本体であり、厨芥を収容する収納部２と、前記収納部２内の厨芥を加熱
するための熱源となる加熱部２ａと、前記加熱部２ａにより加熱された空気を撹拌する撹
拌ファン２ｂと、前記収納部２から本体１外へ収納部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸
気を排気するための排気装置３と、外気を収納部２内へ導入するための吸気口５が設けて
あり、収納部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸気はこの吸気口５からの外気中に混じっ
て排気装置３へと排気されていく。また排気装置３入口には臭いセンサー６が設けてあり
、収納部２内の厨芥から発生する臭いの量を検知するようにしている。
【００１４】
　そしてその臭いセンサー６の出力すなわち収納部２内の厨芥からの臭いの発生量の変化
により排気装置３の排気能力を変化させるようにしている。臭いセンサー６の出力が小さ
い時は前記排気装置３の排気能力を低く抑え、臭いセンサー６の出力が大きい時は前記排
気装置３の排気能力を高く上げるようにしている。
【００１５】
　上記構成による作用は、以下の通りである。
【００１６】
　排気装置３により収納部２内の空気が強制的に排気されると、収納部２内が負圧になり
、吸気口５から外気が収納部２内へ導入される。すると収納部２内の厨芥と接触する空気
中の臭いと水蒸気の分圧が下がり、厨芥からさらにその空気中に臭いと水蒸気が気散する
。これにより吸気口５から導入され排気装置３で収納部２外へと排気される空気中に収納
部２内の厨芥から臭いと水蒸気が気散し、除去され、この繰り返しによって厨芥は乾燥し
ていく。
【００１７】
　そしてその厨芥からの臭いと水蒸気の発生量は処理工程の初期では厨芥の温度が低いた
めに少なく、処理工程後期では厨芥の表面が乾燥し始めているため内部の臭いや水分が表
面に抜け出しにくくなりやはり少なくなる。最盛期では厨芥は全体にやわらかなペースト
状となって臭いと水蒸気の発生量は最大となる。この時排気装置３入口の臭いセンサー６
で収納部２からの排気中の臭いの量を検知してその量の変化に合わせて排気装置３の排気
能力を変化させるようにしたため、従来、乾燥処理工程の初期と後期でも排気能力を最大
に維持していたために無駄にエネルギーを使用していたが、本発明によればエネルギーを
大幅に削減できる。
【００１８】
　（実施例２）
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　次に本発明の第２の実施例について同図２を用いて説明する。本実施例では、上記第１
の実施例に於ける臭いセンサー６の代わりに、湿度センサー７を同じく排気装置３の入口
に設けたもので、同湿度センサー７で、収納部２内の厨芥から発生する水蒸気の量を検知
するようにしている。
【００１９】
　そしてその湿度センサー７の出力すなわち収納部２内の厨芥からの水蒸気の発生量の変
化に合わせて変化する電圧出力の変化を受けて排気装置３の電源周波数と入力を変化させ
て排気能力を変化させるようにしている。湿度センサー７の出力電圧が小さい時は前記排
気装置３の電源周波数と入力を小さく抑えてその排気能力を低く抑え、湿度センサー７の
出力電圧が大きい時は前記排気装置３の電源周波数と入力を大きくしてその排気能力を高
く上げるようにしている。
【００２０】
　このようにすることで、乾燥処理工程の初期と後期での発生蒸気量の少ないときに排気
能力を低くすることで、乾燥効率を低下させることなく、エネルギー使用分を大幅に削減
できる。
【００２１】
　また、上記第１、第２実施例に於ける、臭いセンサー６と湿度センサー７の両方を設け
て、収納部２内の厨芥から発生する臭いと水蒸気の量を同時に検知するようにしても良い
。
【００２２】
　そして収納部２内の厨芥からの臭いと水蒸気の発生量の変化すなわち臭いセンサー６と
湿度センサー７の出力電圧の変化により排気装置３の電源周波数と入力変化させて排気能
力を変化させるようにする。すなわち、臭いセンサー６と湿度センサー７の出力電圧が小
さい時は前記排気装置３の電源周波数と入力を低く抑えて排気能力を低く抑え、臭いセン
サー６もしくは湿度センサー７の出力電圧が大きい時は前記排気装置３の電源周波数と入
力を高くして排気能力を高く上げるようにすることで、上記第１，第２実施例同様、電気
エネルギーの大幅削減が出来る。
【００２３】
　なお、上記実施例では、蒸気の量を検知する手段として湿度センサー７を用いたが、蒸
気が通る部分に温度センサを設けて、通過する蒸気の量によって変化する温度を検知する
ことで、間接的に蒸気量を検知するようにしても、同様の効果が得られることは、云うま
でもない。
【００２４】
　（実施例３）
　以下、本発明の第３の実施例を、図３を用いて説明する。なお上記第１の実施例と同一
構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。
【００２５】
　排気装置３をファン８と該ファン８を駆動するモーター９で構成し、該モーター９の回
転数を収納部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸気量との変化に合わせて変化させるよう
にした。
【００２６】
　上記構成による作用は以下の通りである。
【００２７】
　収納部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸気の量を排気装置３入口に設けた臭いセンサ
ー６と湿度センサー７で検知しその変化を電圧出力として出力し、その変化に応じて排気
装置３のモーター９の駆動用電源の周波数を変化させ、それにより前記モーター９の回転
数を変化させてファン８の回転数を変化させ、該ファン８の回転によって発生する吸気流
の圧力と風量を変化させるようにした。これによりモーター９の入力も収納部２内の厨芥
から発生する臭いや水蒸気量の変化に合わせて変化させることができ、従来の技術で、厨
芥から発生する臭いや水蒸気の量が少ない処理工程初期と後期にも臭いや水蒸気の発生量
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が最大の時と同一の回転数でファンが運転されることにより発生していた排気装置での無
駄なエネルギー使用を削減することができる。
【００２８】
　（実施例４）
　以下、本発明の第４の実施例を図２、図４を用いて説明する。なお上記実施例と同一構
成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。
【００２９】
　脱臭装置４は脱臭触媒１０を担持した金属製スパイラルフィン１１と該脱臭触媒１０を
加熱するための加熱手段としてのヒーター１２で構成している。ヒーター１２の温度は排
気装置３の入口の臭いセンサー６、湿度センサー７により検知している収納部２内の厨芥
から発生する臭い、水蒸気量の変化に応じた各センサーの出力電圧の変化に合わせて、電
源の波形のカット率を変化させるようにしている。
【００３０】
　また図に示すように本体上方から排気流が脱臭装置４内へ流入し、下方より排出し、排
気装置３へ流れるように配置されている。
【００３１】
　臭い、水蒸気の発生量が増加するとヒーター１２の電源の波形のカット率を下げて実質
入力を上げ、その温度を上げ、脱臭触媒１０の温度を上昇させてその分解能力を上昇させ
ている。
【００３２】
　逆に臭い、水蒸気の発生量が低下するとヒーター１２の電源の波形のカット率を大きく
して実質入力を下げ、その温度を下げ、脱臭触媒１０の分解能力を低く抑えるようにして
いる。
【００３３】
　上記構成による作用は、以下の通りである。
【００３４】
　乾燥処理工程の初期と後期の収納部２中の厨芥からの臭いと水蒸気の発生量が少ないと
きは脱臭触媒１０加熱のためのヒーター１２の電源の波形のカット率を大きくして実質入
力を低く抑え、その温度を低く抑え無駄なエネルギー使用を防止することによりヒーター
１２の消費電力を大幅に削減できる。また、収納部２内の厨芥からの臭いと水蒸気の発生
量が多い時は脱臭触媒１０加熱のためのヒーター１２の電源波形のカット率を小さくして
実質入力を大きくして、その温度を上げ、脱臭触媒１０の脱臭能力を高めるため、脱臭装
置４は十分な脱臭性能を発揮できるようになる。
【００３５】
　また本体上方から排気流が脱臭装置４内へ流入し、下方より排出し、排気装置３へ流れ
るように配置されているので、臭い、水蒸気が重力方向であるため流れやすく、効果的に
脱臭処理され無駄なエネルギー使用を防止する。さらには、ヒーター１２は上方部が電源
供給部で下方が先端部となって配置されている場合が一般的で、その場合は、上方部の方
がヒーター１２の温度が高温となりやすく、その高温の上方部から臭い、水蒸気を流入さ
せるため、暖められた臭い、水蒸気が重力方向（下方）へ流れ脱臭装置４全体が均一な温
度となり効率的に脱臭処理を行い、高い脱臭性能を維持しながら無駄なエネルギーの使用
を確実に防止できる。
【００３６】
　（実施例５）
　以下、本発明の第５の実施例を図５～８を用いて説明する。なお上記実施例と同一構成
部品については同一符号を付して、その説明を省略する。
【００３７】
　脱臭装置２５内に、加熱手段であるヒーター１２の温度を検出する温度検出手段２８を
排気の出口側に設けており、この温度検出手段２５の出力に応じて前記ヒーター１２の通
電制御を行うものである。
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【００３８】
　動作について説明すると、図５のように、脱臭装置２５に前記収納部２から発生した蒸
気が吸入されると、前記ヒーター１２によって脱臭触媒１０で臭い成分が分解され、排出
されていく。この経路に前記温度検出手段２８が配してある。前記ヒーター１２の熱が水
蒸気の流入によって、この水蒸気に奪われることによりヒーター１２周辺の温度が低下傾
向になる。
【００３９】
　これは水蒸気の量により温度変化が左右される。この温度低下の現象は、脱臭装置２５
にとって非常に能力低下を生じるものである。つまり、温度低下によって、前記脱臭触媒
１０に与える熱も低下する事になり、脱臭触媒１０の能力が安定しなくなるものである。
【００４０】
　そこで、図６、７に示すように、前記温度検出手段２８は、所定の温度で脱臭装置２５
を温度制御するための検出手段であり、温度低下が生じ、所定温度を下回った場合には前
記ヒーター１２への電力供給量を上昇させ、所定温度に達した時点で電力供給量を低下さ
せる。この動作を行うことで、水蒸気量によってヒーター１２、脱臭触媒１０の温度変化
による脱臭性能の変化、低下を抑えることができ、安定した脱臭性能を維持できる。
【００４１】
　上記の様に多量の水蒸気が吸入された場合でも前記ヒーター１２の温度低下を最小限に
とどめる事ができ、安定した熱を前記脱臭触媒１０に提供する事が出来る。よって安定し
た脱臭性能を維持できる。
【００４２】
　ここで、温度検出手段２８の位置についてであるが、脱臭装置２５内に設けることによ
り水蒸気量の度合いに応じて変化するヒーター１２から発生する熱の温度を確実にとらえ
ることができる。
【００４３】
　図６に示すように、複数の所定値での温度制御は、投入される厨芥の水分量等によって
可変でき、例えば水分が少ない場合には所定値Ｃを、多い場合には所定値Ａを選択する等
の活用となる。また、図７に示すように、１回の乾燥処理時に、都度厨芥から発生する水
蒸気の量に応じて、ヒーター１２の温度制御用の所定値をＡ，Ｂ，Ｃと可変するようにし
ても良い。
【００４４】
　さて、乾燥処理の動作であるが、前記収納部２内に投入された厨芥が、乾燥処理中は蒸
気の発生が有り、これによって前記ヒーター１２の熱が奪われやすいために温度調節を行
っている前記温度検出手段２８の出力は図８のようになる。つまり、所定値を下回ってか
ら前記ヒーター１２を通電させ、所定値に到達した時点で停止させる動作を継続するわけ
である。
【００４５】
　そこで、先に延べたように、乾燥処理中の場合には水蒸気が多く発生するためにヒータ
ー１２の熱の奪われ方が多くヒーター１２を通電する時間ｔ２（電力供給量を増やすため
の時間）が長く、停止させる（電力供給量を低下させるための時間）時間ｔ１が短くなる
。
【００４６】
　これに対して乾燥処理が進むに連れて前記厨芥に含まれる水分量が減少して行くため、
前記ヒーター１２が水蒸気に奪われる熱が減少し通電時間ｔ５（電力供給量を増やすため
の時間）が短く、停止時間ｔ４（電力供給量を低下させるための時間）が長くなって行く
。
【００４７】
　また通電から次の通電まで（ｔ７、ｔ８）、停止から次の停止（ｔ３、ｔ６）までとい
った周期の変化やパターンの変化も出てくる。よって、乾燥の終了をこの変化を捉える事
で乾燥処理の終了を判断できる事になる。更にこの変化は前記温度検出手段２８の検出出
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力にも発生し、温度調節の所定値を下回っている時間、上回っている時間や、それぞれの
周期やパターンでも同様に検出することができる。
【００４８】
　これらの変化度合いにより収納部２内の厨芥が乾燥したと判断すると、前記収納部２内
の厨芥を加熱させる加熱部２ａを停止させる。また、ここで前記ヒーター１２の通電時間
、停止時間、周期等で説明したが前記温度検出手段２８の所定値を上回っている時間、下
回っている時間、あるいは周期で判断しても同様の効果が得られることは言うまでもない
。
【００４９】
　次に、同じく乾燥処理の終了間際では、水分が殆ど無く、前記温度検出手段２８の出力
に応じて所定値で温度調節しているが、前記ヒーター１２の熱量が大きく、所定値よりも
温度が上昇気味になる状態を前記のように乾燥処理の終了と判断する事も出来る。
【００５０】
　以上のように、ヒーター１２を温度調節する事で安定した脱臭性能を維持でき、この温
度調節を行いながら収納部２内の厨芥から発生する水蒸気量を確実にとらえ、乾燥状態を
検出できる。
【００５１】
　（実施例６）
　次に本発明の第６の実施例について図２、図９を用いて説明する。なお上記実施例と同
一の構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。
【００５２】
　収納部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸気の量と比例させて脱臭装置４の脱臭触媒１
０の所定温度以上に温度上昇させる部分の容積を制御するようにしたもので、具体的には
脱臭触媒１０を坦持させたスパイラルフィン１１を加熱するヒーター１２をヒーター１２
ａ、ヒーター１２ｂ、ヒーター１２ｃ、ヒーター１２ｄ、ヒーター１２ｅ、ヒーター１２
ｆと複数に分割し、収納部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸気の量を検知する臭いセン
サー６、湿度センサー７の出力電圧の変化に応じてヒーター１２ａ～１２ｆに通電するよ
うにした。
【００５３】
　すなわち、乾燥工程初期と後期の厨芥からの臭いと水蒸気の発生量が少なく、各センサ
ー６，７の出力電圧が小さいときはヒーター１２ａ、１２ｂのみに通電し、逆に臭い、水
蒸気が増加し、センサー６，７の出力電圧が大きいときにはヒーター１２ａ、ヒーター１
２ｂ、ヒーター１２ｃ、ヒーター１２ｄ、ヒーター１２ｅ、ヒーター１２ｆの全てに通電
して所定温度以上となる脱臭触媒の容積を変化させているため、乾燥工程初期と後期での
ヒーターでの無駄なエネルギーの使用を抑え電力消費を削減できる。
【００５４】
　（実施例７）
　次に本発明の第７の実施例について図２、図１０を用いて説明する。なお上記実施例と
同一の構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。
【００５５】
　収納部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸気の量の変化に合わせて排気を通過させる脱
臭装置４の数を変えるようにしたもので、具体的には脱臭装置４を脱臭装置４ａ、４ｂと
複数並列に配置し、各脱臭装置４ａ、４ｂの入口には電磁弁１３ａ、１３ｂを設け、収納
部２内の厨芥から発生する臭いや水蒸気の量を検知する臭いセンサー６、湿度センサー７
の出力電圧の変化に合わせて電磁弁１３ａ、１３ｂを開放又は遮断するものである。
【００５６】
　すなわち、乾燥工程初期と後期の厨芥からの臭いと水蒸気の発生量を検知する各センサ
ー６，７の出力電圧が小さいときは、一方の電磁弁１３ａのみ開放し脱臭装置４ａのみに
排気を通過させ、他方出力電圧が大きいときには電磁弁１３ａ、１３ｂの両方を開放して
脱臭装置４ａ、４ｂの両方を使用するもので、比較的臭いの少ない、乾燥工程初期と後期
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。
【００５７】
【発明の効果】
　本発明の請求項１記載の発明によれば、厨芥からの臭いの発生量又は水蒸気の発生量が
最大となる時は高い排気能力および脱臭能力に設定し、運転初期又は後期の厨芥からの臭
いの発生量又は水蒸気の発生量が少ない時に、排気装置の排気能力および脱臭装置の脱臭
能力を低く抑えることにより、必要なときのみ高い脱臭性能および排気性能を得ることに
より、高い乾燥性能、臭いの漏れ防止性能を維持しながら、無駄なエネルギーの使用を確
実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施例を示す厨芥処理機の外観図
【図２】　本発明の第１～４の実施例を示す厨芥処理機の縦断面図
【図３】　本発明の第３の実施例を示す厨芥処理機の排気機構の断面図
【図４】　本発明の第４の実施例を示す厨芥処理機の脱臭機構の部分断面図
【図５】　本発明の第５の実施例を示す厨芥処理機の脱臭機構の部分断面図
【図６】　同厨芥処理機の脱臭装置の温度制御の出力チャート
【図７】　同厨芥処理機の脱臭装置の温度制御の出力チャート
【図８】　同厨芥処理機の脱臭装置のヒーターと温度検出手段出力チャート
【図９】　本発明の第６の実施例を示す厨芥処理機の脱臭機構の部分断面図
【図１０】　本発明の第７の実施例を示す厨芥処理機の脱臭機構の部分断面図
【図１１】　従来の厨芥処理機の断面図
【符号の説明】
　　１　厨芥処理機本体
　　２　収納部
　　３　排気機構
　　４　脱臭機構
　　５　吸気口
　　６　湿度センサー
　　７　臭いセンサー
　　８　ファン
　　９　モーター
　１０　脱臭触媒
　１１　スパイラルフィン
　１２　ヒーター
　１３　電磁弁
　２１　厨芥処理機本体
　２２　吸引ファン
　２３　モーター
　２４　収納部
　２５　脱臭機構
　２６　吸気口
　２７　温度センサ
　２８　温度検出手段
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